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Cel przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy interdyscyplinarnej dziedziny  - mikrosystemów, popularnie zwanej MEMS (micro-electrical-mechanical-systems). Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z mikrosystemami w stopniu dostatecznym dla rozumienia podstawowych pojęć z tej dziedziny, podstawowych technologii mikrosystemowych, podstawowych elementów oraz podstawowych jej zastosowań.  
Treści kształcenia: 
1.	Przegląd mikrosystemów. Co to jest MEMS?, definicje i klasyfikacje, historia, zastosowania                                                                                                        2 h 
2.	Metody mikrowytwarzania 1: fotolitografia, mikroobróbka objętościowa – trawienie suche i mokre.                                                                                                      2 h
3.	Metody mikrowytwarzania 2: techniki mikroobróbki powierzchniowej, łączenie 
4.	płytek                                                                                                                    2 h
5.	Metody mikrowytwarzania 3: techniki nietradycyjne (LIGA, EFAB, mikroobróbka laserowa)                                                                                                               2 h
6.	Montaż i obudowy, konstrukcje wielopłytkowe                                                   2 h
7.	Przegląd czujników i aktuatorów MEMS                                                             4 h
8.	Czujniki ciśnienia, akcelerometry i żyroskopy MEMS, przetworniki DMD       2 h
9.	Przegląd elementów MOEMS, RFMEMS, BIOMEMS                                       4 h
10.	Struktury mikrocieczowe                                                                                      1 h
11.	Co dalej: MEMS, NEMS, mikroprodukcja i nanotechnologia                             2 h
12.	Podsumowanie i zaliczenie                                                                                   2 h

Metody oceny: 
Kolokwium
Egzamin: 

Literatura: 
Materiały pomocnicze w postaci prezentacji multimedialnych.
Witryna www przedmiotu: 
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